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1．は じ め に

　ドライ真空ポンプは，清浄な真空を作るという長所を
生かして，高い清浄度を要求される半導体・液晶・太陽
電池等のハイテクノロジー製品の製造ラインで多数用い
られている。一方，機械部品・金属製造，食品製造，理
化学機器等の幅広い産業分野においては，要求される真
空度の低さ，低価格，運転設備の容易さなどの理由から
油回転ポンプが主に利用されている。しかし，油回転ポン
プは，排気流路に油を使用するため，排気系や周辺環境
を汚染する，メンテナンス頻度が多いなどの課題を有す
る。このため，作業環境の改善，稼働率の向上及びメン
テナンス頻度の低減等を目的として，油回転ポンプのド
ライ真空ポンプへの置換が徐々に進んでいる。
　そこで，当社では，設置が容易で幅広い用途に利用で
きる空冷式ドライ真空ポンプEV-A10型（写真）を開発
した。次に，その詳細を説明する。

2．製 品 仕 様

　製品仕様を表に示す。電源電圧により，200 V級単相
用の「EV-A10-2＊型」，200 V級三相用の「EV-A10-3＊型」
の2機種，排気口取合いが上面取合いの「EV-A10-＊U型」，
側面取合いの「EV-A10-＊S型」の2機種を用意し，電
源電圧・排気口取合いをそれぞれ選択可能とした。
　例：EV-A10-3S型：200 V級三相，排気口側面取合い
　ポンプ外形図を図1，2に示す。
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3．構造及び特長

　EV-A10型は，キャンド構造のDCブラシレスモータを
採用した強制空冷方式の多段ルーツ形ドライ真空ポンプ
であり，次の特長を有している。

3-1　空冷方式の採用

　半導体・液晶製造設備向けのドライ真空ポンプは，循
環冷却水設備を有するクリーンルーム内やその周囲に設
置されるため，水冷方式が一般的である。一方，一般産
業分野の真空ポンプでは，冷却水設備のない場所や空気
中への放熱が容易である場所に設置する場合が多いこと
から，空冷方式が望ましい。そこで，本ポンプは，モー
タや軸受等の冷却が必要な部品の配置や形状を見直し，
強制空冷方式を採用した。また，軸受部を保護するため
の窒素ガスの供給を不要とした。これにより，運転に必
要なユーティリティは電源だけとなり，ユーザの利便性
向上を果たした。

3-2　大気側排気速度の維持

　一般的な多段ドライ真空ポンプは，チャンバの排気開
始直後等，大流量のガスが流れた場合に，排気速度が低
下する。その原因は，多段に構成されたポンプロータ各
段の排気速度の違いから，ポンプ内部で圧力バランスの
変動が発生し，一時的にモータ負荷が増大することによ

り，ポンプロータの回転速度が低下するためである。そ
こで，本ポンプでは，各段の配列を工夫することで，吸
気ガス量が大きく変動しても，モータ負荷やポンプロー
タ回転速度はほとんど変動しない設計とした。これによ
り，大気側においても排気速度の大きな低下はなく，
チャンバの排気時間が短くなり，装置スループットの向
上に寄与する（図3）。

3-3　凝縮性ガスへの対応

3-3-1　ポンプ内部の高温化

　リチウムイオン電池製造等の真空乾燥用途では，真空
引きに伴い水蒸気・溶剤といった凝縮性ガスをポンプ内
部に吸引する。この凝縮性ガスが，ポンプ内部で液化し
た場合，ポンプロータの回転が阻害され運転停止に至る
場合がある。本ポンプでは，ポンプ内部を高温に維持す
ることで，ポンプ内部における凝縮性ガスの液化を抑制
した。図4は，例として，水の蒸気圧曲線と本ポンプの
内部温度を示したものである。本ポンプの内部温度は，
水の凝縮に対して十分高温側に位置する。

3-3-2　ポンプ内部の凝縮性ガスの滞留抑制

　ポンプ内部を気体のまま通過した凝縮性ガスは，排気
管内において温度が低下するに伴い液化する。液化した
凝縮性ガスは，重力に従って，液滴として下に落ちてく
るため，液体がポンプ内部へ滞留する恐れがある。
　そこで，本ポンプでは，排気口を横方向とし，ポンプ

機名
Models

EV-A10-2U型　EV-A10-2S型
Model EV-A10-2U　Model EV-A10-2S

EV-A10-3U型　EV-A10-3S型
Model EV-A10-3U　Model EV-A10-3S

排気速度
Pumping speed L/min 1000

到達圧力
Ultimate pressure

ガスバラスト閉
Without gas ballast

Pa
1

ガスバラスト開
With gas ballast 2

最大水分処理量※

Max. water vapor pumping rate g/h 500

接続
Connection

吸気口
Gas inlet ― NW40

排気口
Gas outlet ― NW40

消費電力
Power consumption kW 1.1

寸法
Size mm 317×544×344

質量
Mass kg 75

電源
Power supply ―  単相 200 〜 240 V（50/60 Hz）

Single-phase 200 - 240 V (50/60 Hz)
 三相 200 〜 240 V（50/60 Hz）
3-phase 200 - 240 V (50/60 Hz)

冷却方式
Cooling system ― 空冷

Air cooling

※ガスバラスト開時
　With gas ballast

表　EV-A10型ドライ真空ポンプ仕様
Table　Specifications of Model EV-A10 dry vacuum pumps



ドライ真空ポンプ　EV-A10型

エバラ時報　No. 239（2013-4）
─　　─22

31
7

34
3.536
7

544

14
7 8
5

62

95 160
（255）

60
5

排気口 NW40
Gas outlet clamp flange
NW40

吸気口 NW40
Gas inlet clamp flange
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前面
Front
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Rear

A

【EV-A10-3U型】
三相，200 V
【Model EV-A10-3U】
3-phase, 200 V

【EV-A10-2U型】
単相，200 V
【Model EV-A10-2U】
Single-phase, 200 V

矢視 A
View A

図1　EV-A10-*U型 外形図
Fig. 1　Outline drawing of Model EV-A10*U
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ガスバラストポート
Gas ballast port

排気口 NW40
Gas outlet clamp flange
NW40

吸気口 NW40
Gas inlet clamp flange
NW40

【EV-A10-2S型】
単相，200 V
【Model EV-A10-2S】
Single-phase, 200 V

【EV-A10-3S型】
三相，200 V
【Model EV-A10-3S】
3-phase, 200 V
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View A
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図2　EV-A10-*S型 外形図
Fig. 2　Outline drawing of Model EV-A10*S
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内部に凝縮性ガスが滞留することを抑制する機構を採用
した「EV-A10-＊S型」を用意した。「EV-A10-＊S型」
は最大で500 g/hの水分排気を実現した。

3-4　メンテナンス頻度の削減

　油回転ポンプでは，大気引き等の低真空用途での使用

の際に，ポンプ油がオイルミストとして大気とともに排
気側に拡散するため，排気側にオイルミストトラップの
設置とポンプ油の供給が必要となる。また，凝縮性ガス
の排気の際には，ポンプ油への凝縮性ガスの混入による
劣化のため，頻繁にポンプ油を交換する必要がある。一
方，本ポンプは，ガスの排気経路内に油が存在しないド
ライ真空ポンプであるため，オイルミストの拡散や潤滑
油への凝縮性ガスの混入は発生せず，メンテナンス頻度
の大幅削減が可能である。

3-5　低騒音化

　本ポンプでは，防音機能を備えた外装カバーによって
パッケージを構成し，ポンプからの機械的騒音を低減し
た。また，高周波の消音効果が高いサイレンサを附属す
ることで，排気音を低減し，運転時の騒音を58 dB（A）
にした。分析機器等の低騒音を要求される用途にも使用
可能である。

3-6　キャンドDCモータによる完全密閉構造

　本ポンプでは，キャンド構造のDCブラシレスモータ
によって，直接ポンプロータを駆動する。このため，ポン
プ内部と外部とのシールは全て固定シールであり，溶剤
等の使用においてもポンプからの漏えいを気にする必要
がない。また，自社開発のDCブラシレスモータは，幅
広い運転範囲で高効率であるため，運転時の消費動力が
低く，省エネルギーである。

4．お わ り に

　真空の清浄度，稼働率の向上といった顧客要求を考慮
するとドライ真空ポンプの使用分野は，更に増えていく
ものと考える。今後とも顧客要求に合致した製品開発を
続ける所存である。
※○○○型は当社の機種記号である。
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図3　排気性能曲線
Fig. 3　Performance curves
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Fig. 4　Water vapor pressure curve


